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高フラックスなフラーレン負イオンを供給可能なイオン源の試験装置を開発し，イオン源の動作パラメー

タがビーム特性に及ぼす影響を明らかにした． 
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1. 緒言  

C60などのフラーレンをタンデム加速器で加速する際，ストリッパーガスとの衝突によりかなりの割合の

フラーレンが破砕してしまうことが報告されている[1,2]．加速後のフラーレンビーム電流値の向上のため
には，高フラックスのフラーレン負イオンを供給可能なイオン源が必要である．昇華・電子付着方式のフ

ラーレン負イオン源の試験装置を開発し，イオン源の動作パラメータとビーム特性の相関を調べた． 
 

2. 実験方法  

タンデム加速器用のフラーレン負イオン源を開発するにあたり，まずは個々の要素技術について試験装

置を構築し，基礎データを取得した．フラーレン中性ビームを生成するために，フラーレンの粉末を装填

したるつぼを 400~500 ºC程度まで加熱し，昇華したフラーレンをノズルから真空中に取り出した．ノズル
形状をパラメータにフラーレン流量を測定し，蒸気圧とコンダクタンスから予想される理論値と比較を行

った．また，熱陰極フィラメントから放出される電子電流をフィラメントへの投入パワーや加速電圧をパ

ラメータとして測定した．この結果をもとに高効率電子付着のためのイオン化部の設計を行った．開発し

た要素技術を基に新たに製作した試験装置を用いて，フラーレン負イオンビームの生成実験を行った． 
 

3. 結果・考察  

図 1 に得られたフラーレン負イオン電流値を示す．昇華したフラーレンに熱陰極から放出された電子が
付着し，フラーレン負イオンが生成されたことを確認した．講演では，ビーム電流値のさらなる増大に目

指し，フラーレン中性ビームの流量および指向性の向上や，熱電子発生・加速機構の改良による照射電子

電流密度の増大に向けた取り組みについて詳細に報告する． 
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